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Zafizeni pro vyrobu nanovlaken elektrostatickym
zvlakiiovanim polymernich matric v elektrostatickém poli o
vysoké intenzit& vytvareném rozdilem potenciélii obsahuje
zvlaktiovaci elektrodu (3) a sbérnou elektrodu (4), jenz
obsahuje vélcové téleso (41). Vélcové téleso (41) sbérmné
elektrody je uloZeno otocné souhlasné se smérem pohybu
podkladového materidlu (5). Valcové téleso (41) mize byt
opatteno hroty (416). Nanovldkna jsou ukladana na
podkladovy materidl (5) vedeny mezi zvlakiiovaci elektrodou
(3) a sbérnou elektrodou (4).
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Zafizeni pro vyrobu vrstvy nanovlaken elektrostatickym zvlaknovanim

polymernich matric a sbérna elektroda pro takové zafizeni

Oblast techniky

5 Vynalez se tyka zafizeni pro vyrobu nanovlaken elektrostatickym
zvlakhovanim polymernich matric v elektrostatickém poli o vysoké intenzité
vytvafeném rozdilem potenciall mezi zvlakrovaci elektrodou a sbérnou
elektrodou, ktera obsahuje valcové téleso, pfiemz nanovlakna jsou ukladana
na podkladovy material vedeny mezi zvlakfiovaci elektrodou a sbérnou

10  elektrodou.

Dale se vynalez tyka sbérné elektrody zafizeni pro vyrobu nanoviaken
elektrostatickym zvlakfiovanim polymernich matric, ktera obsahuje valcové

téleso.

15 Dosavadni stav techniky

Zafizeni pro vyrobu vrstvy nanovlaken elektrostatickym zvlakriovanim
polymernich matric obsahuje zvlaknovaci elektrodu a sbérnou elektrodu, ktera
je obvykle tvofena ty€i nebo kovovou deskou pfipojenou k opaéném pélu zdroje

vysokého napéti nez zvlakiovaci elektroda nebo uzemnéna.

20 V CZ 294 274 jsou kromé jinych popisovany také valcové tyGové sbérné
elektrody, které jsou vzhledem ke zvlakfovaci elektrodé umistény za
podkladovym materiadlem, ktery se nedotyka jejich povrchu. Elektrické pole se
vytvaii mezi valcovou zvlakiovaci elektrodou a jednotlivymi ty¢emi tvoficimi
sbérnou elektrodu. Vysledné elektrické pole neni homogenni a mlze byt i

25 Zasové nestabilni. V pribéhu procesu a na nanovidkenné vrstvé se to projevi

zejména poklesem produkce a zvySenim nerovnomeérnosti vykonu.

Dale je znama z CZ PV 2006-477 znama sbérna elektroda ktera
obsahuje vodivé tenkosténné téleso elektrody, v jehoz Cele je vytvoien alesporn
jeden otvor, po jehoz obvodu je uspofadan lem, pfiéemz ve vnitfnim prostoru

30 télesa elektrody je uloZen alespon jeden nosi¢ elektrody propojeny s alespori
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jednou konzolou upevnénou ve zviaknovaci komofe, pfi¢emz nosi¢ elektrody je
upoiadany za lemem otvoru a je elektricky nevodivy. Toto provedeni sbérné
elektrody neprodukuje Zadnou koronu a sbérnou elektrodou vytvarené pole je
ovlivilovano pouze tvarem sbérné elektrody. Problematické se u tohoto

5 provedeni sbérné elektrody jevi odstrafiovani nebo kompenzace elektrického

naboje nanaseného prostfednictvim nanoviaken na podkiad.

Proto bylo =zafizeni pro vyrobu nanovlaken elektrostatickym
zvlaknovanim dale zdokonaleno podle CZ PUV 2007-18612, u néhoz je sbérna
elektroda v kontaktu s podkladovym materialem. Elektricky naboj pfinaSeny na

10  podkladovy material nanovlakny je v disledku kontaktu podkiadového materialu
s vodivym télesem sbérné elektrody valcového tvaru z podkladového materialu
odvadén, nevyhodou tohoto feSeni vSak je zvétSené tfeni podkladového
materidlu o povrch sbérné elektrody, kdy zejména u jemnych podkiadovych
materialli skladajicich se z malo vzajemné fixovanych vldken, napfiklad jemna

15  rouna, dochazi nebo muze dochazet k poSkozovani podkladového materialu,
zejména v pripadech, kdy zafizeni obsahuje vice zvlaknhovacich jednotek a tedy

i vice sbérnych elektrod a podkladovy material musi byt silné napinan.

Cilem vynalezu je sniZeni nebo Uplné odstranéni nevyhod stavu
techniky.

20

Podstata vynalezu

Cile vynalezu je dosazeno zafizenim pro vyrobu nanoviaken
elektrostatickym zviaknovanim polymernich matric podle vynalezu, jehoz
podstata spocdiva v tom, Ze valcové téleso sbérné elektrody je uloZzeno otoéné

25 souhlasné se smérem pohybu podkladoveho materialu, ¢imz se sniZzuje odpor
kladeny sbérnou elektrodou proti pohybu podkladového materialu a podkladovy
materiadl je méné namahan. V dlsledku toho se zmensuje opotiebeni sbérné

elektrody a zejména nebezpedi poSkozovani podkladového materialu.

Pro zlep$eni pfidrzovani podkladového materialu na povrchu valcového
30 telesa sbérné elektrody je vyhodné, je-li valcove téleso opatfeno dutinou

pfipojenou ke zdroji podtlaku a v obvodovém plasti valcoveho télesa jsou
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vytvofeny otvory pro nasavani vzduchu, jimiz je zarovefi k povrchu valcového

télesa sbérné elektrody pfisavan podkladovy material.

Pro zlepSeni transportu podkladového materialu tvofeného zejména

jemnymi rouny pomérné velké tloustky je vyhodné, je-li valcové téleso sbérné

5 elektrody opatieno na obvodu hroty, které jsou schopny zasahovat do
podkladového materialu a zase z ného vystupovat a pfesné tak uréuji rychlost
pohybu podkladového materialu, jeho polohu a také jeho napéti mezi sbérnymi

elektrodami jednotlivych za sebou uspofadanych zvlakfovacich jednotek.

Pro zlep3eni zvlakhovaciho efektu je vyhodné, jsou-li hroty vytvoreny
10  zelektricky vodivého materialu a jejich délka odpovida tloustce podkladového

materialu.

Pfi dostateéné hustoté hrotll z elektricky vodivého materialu je vyhodné,

jsou-li tyto hroty uloZeny v télese z elektricky nevodivého materidlu a alespofi

v poloze proti zvldknovaci elektrodé jsou hroty pfipojeny ke zdroji vysokého

15 napéti opacné polarity nez zvldkiovaci elektroda nebo uzemnény.
Elektrostatické pole se vtomto pfipadé vytvafi mezi hroty a zvlakrnovaci
elektrodou. Vytvafena nanovldkna jsou unasena od zvlakriovaci elektrody

smérem ke hrotim sbérné elektrody a ukladaji se na podkiadovy material.

V provedeni podle naroku 6 jsou hroty vytvofeny z elektricky nevodivého
20 materialu a jsou uloZeny ve valcovém télese z elektricky vodivého materialu,
které je pfipojeno ke zdroji vysokého napéti opacné polarity nez zvlaknovaci
elektroda nebo uzemnéno. Toto provedeni je vhodné pro podkladové materialy
tvofené tenkymi rouny z elektricky vodivého materidlu nebo z materialu, u
néhoZ byla elektricka vodivost nékterym ze znamych zplsobl zvy$ena. U
25 takovych tenkych roun je postadujici, kdyz se elektrostatické pole vytvari mezi
zvlakinovaci elektrodou a valcovym povrchem sbérné elektrody, s nimz je rouno

v kontaktu.

Obsahuije-li zafizeni sbérnou elektrodu, jejiz valcové téleso je z elektricky

vodivého materialu, je podle naroku 7 vyhodné, kdyz valcové téleso sbé&rné

30 elektrody obsahuje vodivé tenkosténné téleso, v jehoZ alespori jednom cele je
vytvoren otvor, po jehoZ obvodu je uspofadan lem. Otvorem v ¢ele prochazi

konzola, ktera je upevnéna ve zvlaknovaci komofe. Na konzole je ve vnitfnim
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prostoru vodivého tenkosténného télesa otoéné uloZzen nosic elektrody, ktery je
pevné uloZen ve vodivém tenkosténném télese. Sbérna elektroda podle tohoto
provedeni minimalizuje moznosti tvorby korony, zejména na okrajovych
(Celnich) ¢astech valcoveého télesa. V pfipadech, kdy je takto vytvofena sbérna
elektroda opatiena na obvodé& vodivymi hroty, je zafizeni podle vynalezu
schopno ukladat nanovlakna na podkladové materidly tvofené rouny o vétsi

tloustce.

Podstata sbérné elektrody podle vynalezu spoéiva vtom, Ze valcové
téleso sbérné elektrody je opatfeno prostiedky pro jeho otoéné ulozeni ve
zvlakiovaci komofe zafizeni pro vyrobu nanovlaken zviakfiovanim polymernich
matric. Oto¢né uloZeni sbérné elektrody rozSifuje moznosti pouziti jemnych
podkladovych materialQ, které jsou tvofeny textiliemi o malé podélné

soudrznosti (pevnosti), napfiklad rouny.

Ve vyhodném provedeni podle naroku 9 je valcové téleso sbérné
elektrody duté a v jeho vnitfnim prostoru je pevné uloZen nosic, ktery je otoéné
ulozen na konzole, ktera zvnitfniho prostoru valcového télesa vystupuje
alespori jednim &elem valcového télesa a je opatfena prostiedky pro uloZeni ve

zvlaknovaci komore.

Pfi tom je vyhodné, jsou-li v obvodovém plasti valcového télesa sbérné
elektrody vytvofeny otvory pro nasavani vzduchu a dutina valcového télesa je
pfipojitelna ke zdroji podtlaku. PGsobenim podtlaku je sbérna elektroda schopna
pUsobit na podkladovy materidl, ktery se ji pfi zvlakiiovacim procesu dotyka a
pfidrzovat ho na svém povrchu.

Provedeni otoénych sbérnych elektrod s hladkym plastém je dale
zdokonaleno podle naroku 11 tim, Ze je na povrchu opatfeno hroty, které
mohou byt z elektricky vodivého materialu nebo mohou byt z materialu
elektricky nevodivého za pfedpokladu, ze jsou uloZeny ve valcovém télese
z elektricky vodivého matrialu. Hroty z elektricky vodivého materidlu mohou byt
ulozeny v télese z vodivého materialu nebo v télese z nevodivého materialu.
Volba materidlu hrotll a materialu valcového télesa zavisi na technologickych
podminkach zvlakfiovani, na zvlakriované polymerni matrici a na dalSich
faktorech podle uziti vyrabénych nanovlaken atd.
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Prfehled obrazk( na vykrese

Pfikladné provedeni zafizeni podle vynalezu a sbérné elektrody podie
vynalezu je schematicky znazornéno na pfiloZzenych vykresech, kde znadéi obr.
1 zvlaknovaci zafizeni se sbé&rnou elektrodou obsahujici otoéné ulozeny hladky
valec, obr. 2 valcové téleso sbérné elektrody opatiené otvory v plasti a dutinou
uvnit, obr. 3 dalSi variantu zafizeni u néhoz je valcové téleso sbérné elektrody
opatfeno hroty, obr. 4 valcové téleso sbérné elektrody s plastém z elektricky
vodivého materialu, vnémz jsou upevnény hroty z elektricky nevodivého
materidlu, obr. 5 vélcové téleso sbérné elektrody s plastém z elektricky
nevodivého materialu, vnémz jsou upevnény hroty z elektricky vodivého
materialu, obr. 6 valcové téleso sbérné elektrody tvofené vodivym

sy

tenkosténnym télesem zamezujici tvorbé korony.

Priklady provedeni vynalezu

Pfikladné provedeni zafizeni pro vyrobu nanovlaken elektrostatickym
zvlaknovanim polymernich matric v elektrostatickém poli o vysoké intenzité
podle vynalezu je znazornéno na obr. 1. Polymerni matrice je tvofena
libovolnou elektrostaticky zvlaknitelnou formou polymeru pfipadné s rliznymi
aditivy nebo smési polymerl, ktera mize byt rovnéz dopinéna rlznymi aditivy,
pfitemz obvykle je elektrostaticky zvlaknitelnou formou roztok nebo tavenina.
Ve zvlakinovaci komofe 1 jsou uspofadany dvé zvlaknovaci jednotky 2, z nichz
kazda obsahuje zvlakfovaci elektrodu 3 a proti ni usporfadanou sbérnou
elektrodu 4. Mezi zvlakifiovaci elektrodou 3 a sbé&rnou elektrodou 4 je znamym
zpusobem vytvofeno elektrostatické pole o vysoké intenzité. Ve zvlaknovaci
komofe 1 je znamym blize nepopisovanym zplsobem vytvoien priichod pro
podkladovy material 5, ktery je odvijen ve zndmém neznazornéném odvijecim
zarizeni a do zvlaknovaci komory 1 je pfivadén podavacimi valci 61, 62. Ze
zviakniovaci komory 1 je podkladovy material 5 odvadén odtahovymi valci 71,
72, za nimiZ je zndmym neznazornénym zplisobem navijen v neznazornéném
navijecim zafizeni. Zvlaknovaci elektroda 3 muiZe byt vytvofena libovolnym

znamym zplsobem, pfiéemZz ve znazornéném piikladu provedeni je
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znazornéna rotacni zvlakiovaci elektroda tvofena rotujicim valcovym télesem,

jehoz &ast povrchu zasahuje do nadrze se zviakfiovanou polymerni matrici.

Sbérna elektroda 4 obsahuje valcové téleso 41 z elektricky vodivého
materidlu, které je ve zvlaknovaci komofe 1 znamym blize neznazornénym
zpusobem uloZzeno otoéné souhlasné se smérem pohybu podkladového
materialu 5. Valcové téleso 41 sbérné elektrody je znamym neznazornénym
zpusobem pfipojeno ke zdroji vysokého napéti opacné polarity nez zvlakfovaci
elektroda 3 nebo uzemnéno. V provedeni znazornéném na obr. 1 je valcové
téleso 41 sbérné elektrody spiazeno s pohonem 42, ktery zaji$tuje jeho nucené
otaCeni ve sméru odpovidajicim sméru pohybu podkladového materialu 5,
pricemz rychlost otaceni je nékterym ze znamych zpusobUl regulovana podle
rychlosti pohybu podkladového materidlu 5. Podkladovy material 5 je veden
teCné k obvodu valcového télesa 41 shérné elektrody, pfiéemz opasani
podkladového materialu 5 kolem obvodu valcového télesa 41 sbérné elektrody
mize byt zvySeno vodicich prostiedk(l 8, které jsou ve sméru pohybu
podkladového materialu 5 uloZzeny pfed a za valcovym télesem 41 sbérné
elektrody, jak je zndzornéno na obr. 1. Vodici prostiedky 8 mohou byt kluzné,
tvofené vhodné tvarovanym télesem z hladkého otéruvzdorného materialu,
nebo oto¢né, tvofené otoéné uloZzenymi valcovymi télesy. Vodici prostiedky jsou
usporadany v dostatecné vzdalenosti od sbérné elektrody 4, aby neovliviiovaly

elektrostatické pole mezi zvlakfiovaci elektrodou 3 a sbérnou elektrodou 4.

V pribéhu zvlakiovaciho procesu se podkladovy material 5 pohybuje
zvlaknovaci komorou 1 mezi zvlakriovaci elektrodou 3 a sbérnou elektrodou 4,
pficemZ je v kontaktu s povrchem valcového télesa 41 sbé&rné elektrody.
Vélcové téleso 41 sbérné elektrody se otaci smérem a rychlosti odpovidajici
sméru a rychlosti pohybu podkladového materialu, ¢imZ se odstrariuje odpor
kladeny stacionarni sbérnou elektrodou 4 proti pohybu podkladového materialu
5 a podkladovy material 5 je méné namahan. Otoéné uloZena valcova sbérna
elektroda je vhodnéa zejména pro jemné podkladové materidly, u nichZ snizuje
nebezpeli poskozeni podkladového materidlu otérem o povrch sbérné

elektrody 4.
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Pro odolné&j8i podkladové materialy Ize pouzit valcové téleso 41 sbérné
elektrody uloZzené ve zvlaknovaci komofe 1 volné ototné bez nuceného
pohonu. Otaceni valcového télesa 41 sbérné elekirody je pak zajistovano
tfenim od pohybu podkladového materialu 5.

Pro zlepSeni kontaktu podkladového materialu 5 s povrchem valcového
télesa 41 sbérné elektrody je vyhodné provedeni podle obr. 2, u néhoz je
valcové téleso 41 sbérné elektrody opatifeno dutinou 410 a v plasti 411 jsou
vytvofeny otvory 412 spojujici dutinu 410 s vnéjSim prostorem. V ¢elech 413
valcového télesa 41 shérné elektrody jsou ulozeny ¢epy 414, 415 pro otoc¢né
ulozeni valcoveho télesa 41 sbérné elektrody ve zvlaknovaci komoie 1.
Alespon jeden Cep 415 je duty, jako je tomu u znazornéného provedeni, a
nékterym ze znamych zpUsobU pfipojitelny ke zdroji podtlaku vzduchu, ktery je
na obr. 2 znazornén Sipkou 9 a ktery slouzi k odsavani vzduchu z dutiny 410
valcového télesa sbérné elektrody. V disledku toho je otvory 412 v plasti 411
valcového télesa sbérné elektrody nasavan vzduch nebo jiné plynné médium
z prostoru zvlakinovaci komory 1 a podkladovy material 5 je pfisavan k casti

povrchu valcového télesa 41 sbérné elektrody, kolem které prochazi.

V provedeni podle obr. 3 je valcové téleso 41 sbérné elektrody opatieno
na obvodu svého plasté 411 hroty 416. Provedeni hrotll 416 a plasté 411
valcového télesa sbérné elektrody pfitom mize byt rizné podle technologickych
podminek zvlakiovani, podle druhu zvlakfiované polymerni matrice, podle uZiti
vyrabéné nanovlakenné vrstvy a podobné. Hroty 416 jsou uréeny zejména pro
Zlepseni transportu podkladového materiadlu 5 tvofeného zejména jemnymi
rouny o nizké délkové soudrznosti pfi relativné velké tloustce. Pfi prichodu
podkladového materialu 5 kolem sbérné elektrody 4 zasahuji hroty 416 do
podkladového materialu 5, alespon z ¢asti jim prostupuji a nasledné zase
z podkladového materialu vystupuji. Tim hroty 416 presné uruji rychlost
pohybu podkladového materidlu 5, jeho polohu a napéti podkladového
materialu mezi sbé&rnymi elektrodami 4jednotlivych za sebou uspofadanych

zvlakiovacich jednotek 2.

V provedeni podle obr. 3 je valcové téleso 41 shérné elektrody vytvofeno
z elektricky vodivého materialu stejné jako hroty 416. Délka hrotli 416 pfitom
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odpovida tloustce podkladového materialu 5. Pfi malé hustoté hrotl 416
usporadanych v plasti 411 valcového télesa sbérné elektrody se elektrostatické
pole mezi zvlakiovaci elektrodou 3 a shérnou elektrodou 4 vytvafi mezi ¢innou
Casti zvlakhovaci elektrody 3 a proti ni se nachazejici ¢asti obvodu plasté 411
zvlakfovaci elektrody, pficemz v misté hrotll 416 se elektrostatické pole vytvari
mezi ¢innou &asti zvlakfovaci elektrody 3 a proti ni se nachazejicim hrotem
416. Na vrcholu elektricky vodivého hrotu 416 se koncentruje pfivadény naboj
do bodoveého singularniho naboje, ktery pfispiva vytvafeni nanovlaken zejména
v pocatecni fazi zvlakiovaciho procesu. Vytvarena nanovlakna se ukladaji na
povrch podkladoveho materialu 5. Pfi velké hustoté hrotll 416 uspofadanych
v plasti 411 valcového télesa sbérné elektrody se elektrostatické pole vytvari
mezi ¢innou Casti zvlakfnovaci elektrody 3 a hroty 416 uspofadanymi v daném
okamziku proti této ¢inné &asti zvlaknovaci elektrody 3. U tohoto usporadani
vytvafi vrcholy hrotli 416 mfizku singularnich naboji. Vznikajici nanovlakna se

ukladaji na povrch podkladového materialu 5.

Podle obr. 4 jsou ve valcovém télese 41 sbérné elektrody z elektricky
vodivého materialu upevnény hroty 416 z elektricky nevodivého materialu.
V pfipadé instalace takové sbérné elektrody 4 do zvlakinovaci jednotky 2
zafizeni podle vyndlezu se elektrostatické pole vytvafi mezi &innou &asti
zvlaknovaci elektrody 3 a proti ni se nachazejici ¢asti plasté 411 valcového
télesa sbé&rné elektrody, pfiéemz hroty 416 maji pouze funkci transportu a

udrzovéni polohy podkladového materialu 5.

DalSi prikladné provedeni valcového télesa 41 sbérné elektrody je
znazorneéno na obr. 5. U tohoto provedeni je valcové téleso 41 vytvoreno
z elektricky nevodivého materidlu a v ném jsou uloZeny hroty 416 z elektricky
vodivého materialu, pfi¢emz hroty 416 jsou pfipojeny ke zdroji vysokého napéti
opacné polarity nez zvlakiovaci elektroda 3 nebo uzemnény. Pii otaceni
sbérné elektrody 4 a pohybu podkladového materialu 5 vstupuji hroty 416 do
podkladového materiadlu a elektrostatické pole se vytvaii mezi Cinnou &asti
zvlaknovaci elektrody 3 a proti ni se nachazejicimi vrcholy hrotl 416. Vytvarena
nanoviakna 30 jsou unasena od zvlaknovaci elektrody 3 smérem k vrchollim

hrot 416 sbérné elektrody a ukladaji se na podkladovy material 5. U tohoto
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provedeni je vyhodné, jsou-li ke zdroji vysokého napéti pfipojeny alespon hroty

416, jejichz vrcholy se pravé nachazeji proti zvlakhovaci elektrodé 3.

U pfikladu provedeni podle obr. 6 obsahuje valcové téleso 41 sbérné

elektrody vodivé tenkosténné téleso 417, jehoz alespori jednom Cele 4171 je

5 vytvofen otvor 4172, po jehoZz obvodu je uspofadan lem 4173. Otvorem v &ele
4171 prochazi konzola 4174, ktera je upevnéna ve zvlakrfiovaci komofe 1. Na
konzole 4174 je ve vnitfnim prostoru vodivého tenkosténného télesa 417 oto¢né
ulozen nosi¢ 4175 sbérné elektrody, ktery je pevné uloZzen ve vodivém
tenkosténném télese 417. Vodivé tenkosténné téleso 417 mize byt opatfeno

10  hroty 416 z vodivého nebo nevodivého materialu.

V8echna provedeni valcového télesa 41 sbérné elektrody opatfeného
hroty 416 mohou byt opatiena otvory 412 v plasti 411, pficemz otvory 412 jsou
vytvofeny mezi hroty 416 a slouZi k pfisavani podkladového materialu 5 k plasti

411 valcového télesa sbérné elektrody.

15
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Seznam vztahovych znacek

B WD -

41
410
411
412
413
414, 415
416
417
4171
4172
4173
4174
4175
42

5

61, 62
71,72

zvlaknovaci komora

zvlaknovaci jednotka
zvlakhovaci elektroda

sbérna elektroda

valcové téleso sbérné elektrody
dutina

plast

otvory

Cela

cepy

hroty

vodivé tenkosténné téleso

¢elo vodivého tenkosténného télesa
otvor

lem

konzola

nosi¢

pohon

podkladovy material

podavaci valce

odtahové valce

vodici prostiedky podkladového materialu
Sipka znazornujici zdroj podtlaku
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PATENTOVE NAROKY

1. Zafizeni pro vyrobu nanovlaken elektrostatickym zvldkfovanim
polymernich matric v elektrostatickém poli o vysoké intenzité vytvareném

5 rozdilem potencialll mezi zvlaknovaci elektrodou a sbérnou elektrodou, ktera
obsahuje valcové téleso, pficemZ nanovlakna jsou ukladana na podkladovy
material vedeny mezi zvlakdovaci elekirodou a sbérnou elektrodou,
vyznacujici se tim, ze valcové téleso (41) sbérné elektrody je ulozeno otoéné

souhlasné se smérem pohybu podkladového materialu (5).

10 2. Zafizeni podle naroku 1, vyznacujici se tim, ze ve valcovém télese
(41) sbérné elektrody je vytvofena dutina (410), ktera je spfazena se zdrojem
podtlaku a v obvodovém plasti (411) valcového télesa sbérné elektrody jsou

vytvofeny otvory (412) pro nasavani vzduchu.

3. Zafizeni podle naroku 1 nebo 2, vyznaéujici se tim, Ze valcové téleso

15 (41) sbérné elektrody je na obvodu opatfeno hroty (416).

4. Zafizeni podle naroku 3, vyznacujici se tim, ze hroty (416) jsou

z elektricky vodivého materialu.

5. Zafizeni podle naroku 4, vyznacujici se tim, ze hroty (416)

z elektricky vodivého materidlu jsou uloZeny ve valcovém télese (41)

20 zelektricky nevodivého materidlu a alespon v poloze proti zvlakiovaci
elektrodé (3) jsou pfipojeny ke zdroji vysokého napéti opaéné polarity nez

zvlaknovaci elektroda (3) nebo uzemnény.

6. Zafizeni podle naroku 3, vyznacujici se tim, ze hroty (416) jsou
vytvofeny z elektricky nevodivého materialu a jsou uloZzeny ve véalcovém télese
25 (41) zelektricky vodivého materialu, které je pfipojeno ke zdroji vysokého

napéti opacné polarity nez zvlaknovaci elektroda (3) nebo uzemnéno.

7. Zafizeni podle libovolného z narokll 1 aZ 4 nebo 6, vyznacéujici se
tim, Ze valcové téleso (41) sbé&rné elektrody obsahuje vodivé tenkosténné

téleso (417), v jehoz alespon jednom Cele (4171) je vytvofen otvor (4172), po
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jehoz obvodu je uspofadan lem (4173), pfi€emz otvorem (4172) v Cele prochazi
ve zvlakihovaci komoife (1) upevnéna konzola (4174), na niz je ve vnitinim
prostoru vodivého tenkosténného télesa (417) oto¢né ulozen nosi¢ (4175)

elektrody, ktery je pevné uloZzen ve vodivém tenkosténném télese (417).

8. Sbérna elektroda zafizeni pro vyrobu nanoviaken elektrostatickym
zvlakiovanim polymernich matric obsahujici valcové téleso, vyznacujici se
tim, Zze valcové téleso (41) je opatieno prostiedky pro jeho otoéné ulozZeni ve
zvladknovaci komoife (1) zafizeni pro vyrobu nanovlaken zvlakfovanim

polymernich matric.

9. Sbérna elektroda podle naroku 8, vyznacujici se tim, ze valcové
téleso (41) je duté a je ve vnitfinim prostoru opatfeno nosi¢em (4175), ktery je
otoéné uloZzen na konzole (4174), ktera z vnitfniho prostoru valcového télesa
(41) vystupuje alespori jednim Eelem valcového télesa (41) a je opatiena

prostiedky pro uloZeni ve zvlakiovaci komofe (1).

10. Sbérna elektroda podle naroku 9, vyznacujici se tim, zZe
v obvodovém plasti valcového télesa (41) jsou vytvofeny otvory (412) pro
nasavani vzduchu a dutina (410) valcového télesa je pfipojitelna ke zdroji

podtlaku.

11. Sbérna elektroda podle libovolného z narokl 8 az 10, vyznacujici se

tim, Ze valcové téleso (41) je na obvodu opatieno hroty (416).

12. Sbérna elektroda podle naroku 11, vyznacéujici se tim, ze hroty
(416) jsou z elektricky vodivého materialu.

13. Zafizeni podle naroku 12, vyznacujici se tim, ze hroty (416)
z elektricky vodiveho materialu jsou uloZzeny ve valcovém télese (41)

z elektricky nevodivého materialu.

14. Zarizeni podle naroku 11, vyznaéujici se tim, ze hroty (416)
z elektricky nevodiveho materidlu jsou uloZzeny ve valcovém télese (41)
z elektricky vodivého materidlu, které je opatfeno prostfedky pro pfipojeni ke

zdroji vysokého napéti nebo k uzemnéni.
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